
 

 

 

 

 

 

 基板の影響を軽減させる 

 Ｓｉ基板上のＣｕ繊維配向膜の評価 

  

 

 Ｓｉ基板上にＣｕ膜の繊維配膜がある場合、極点測定を行うと基板の影響を受けた極点図が 

 測定される事がある。 

 対策 

  １．極点図から基板の情報を削除、軽減させる 

   ＴｈｉｎＦｉｌｍＰｏｌｅソフトウエアを活用する。 

  ２．ＯＤＦから基板の情報を削除する。 

 

 

 結果 

  ＶｏｌｕｍｅＦｒａｃｔｉｏｎを正確に求めるのであれば、 

極点図の段階で基板の影響を軽減する。 

  しかし、結晶方位だけを求めるのであれば、ＯＤＦで分離出来る。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ２０１０年０６月３０日 

 

 

 

 



例 

基板がＣｕｂｅ方位とし、Ｃｕ膜（＜１１１＞ｆｉｂｅｒ）の極点図｛１１１｝にＳｉ（２２０）のｋβが 

若干重なったとする。 

   

 加算する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基板強度減衰 

  

  

   

  



ＯＤＦによる 

     入力データ 

  

  

ＶｏｌｕｍｅＦｒａｃｔｉｏｎ 

 

 

最初に作成した＜１１１＞ｆｉｂｅｒは２０％であったが、最終結果では１０．８％になった。 

これは、＜１１１＞Ｆｉｂｅｒとｃｕｂｅ１％で極点図を作成した時、ｒａｎｄｏｍが２倍になったと 

考えれば、最終結果のＶｏｌｕｍｅＦｒａｃｔｉｏｎが少なくなった理由となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



入力極点図 

 

ＯＤＦ結果の再計算極点図 

 

ＶｏｌｕｍｅＦｒａｃｔｉｏｎ再計算極点図 

 


